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１．概要（Summary） 
赤外光源には、白熱電球相当の黒体放射を原理とす

る光源が現在も利用されている。スペクトルはブロードで

あり、例えばCO2ガス計測で利用する波長4.2-4.3 µmの

出射エネルギは全出射エネルギの数％に留まる。ガスセ

ンサに応用しても効率が低い。ガスが吸収する波長を選

択的に出射する光源が求められる。利用者らは熱源近傍

に金格子を配置して、格子上を表面プラズモンとして伝搬

した赤外光を選択出射し、その他のエネルギは熱源の温

度維持に働く光源を提案している。これまでに、出射スペ

クトルに波長 4.4 µm で約 400 nm 幅の凸ピークを得た。

入力パワーに対して波長選択的な出射を確認した。この

波長特性は格子で決まる。吸収波長よりも短いピッチの格

子を広範囲で一様に製作することが重要となる。これまで

のマスクアライナに代わり、マスクレス露光装置を利用し

た。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
洗浄ドラフト一式、マスクレス露光装置、レジスト処理装

置 (アッシング )、Deep Reactive Ion Etching 装置

（Bosch プロセス）、各種熱処理（酸化、拡散）装置一式、

ダイシング装置、デジタルマイクロスコープ、表面形状測

定器(段差計) 等を利用した。 
【実験方法】 

製作は以下の通りである。(1)Si ウェハに HMDS（密着

性向上塗布剤）をスピンコートし十分乾燥（200℃ 5min）
させる。(2)AZ1500, 4.4cp レジストを 3000 rpm でスピン

コートしプリベークを行う。(3)マスクレス露光は露光速度

3.6 mm/s で行った。(4)Si を約 0.8 µm エッチングしてピ

ッチ 4 µm の Si 格子を刻む。(5)レジスト等を取り除いて

1100℃で膜厚が 0.5 µm となるよう酸化する。(6)酸化によ

り表面形状を滑らかにした上で、バッファドフッ酸で酸化

膜を除去する。(7)Cr/Au を 15/160 nm 成膜した。 

 
Fig. 1: Width ratio of line and space against dose 
power (set by % of LD maximum power). 

  
Fig. 2: (a)Patterning result of 4µm-pitch grating. 
(b)Photo of the fabricated gold grating. 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 は LD 光量の設定値を変えたときの、ラインとス

ペースの比率を調べた結果である。各々の比率が 50 %と

一致した LD 光量 32 %を適正値とした。Fig. 2(a)はパタ

ーニング結果である。Fig. 2(b)は金蒸着まで行った格子

の低倍率写真である。広い領域で一様な色を示している。

格子の製作が安定したことは赤外光源の選択波長を精密

に制御することにつながる。設計通りの波長が得られるよう

に、解析も合わせて進める。 
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・参考文献 
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